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В настоящее время одной из актуальных задач создания материалов для наноэлектроники является осаждение алмазоподобных пленок на диэлектрическую подложку. Одним из основных параметров, отвечающим за электрофизические и оптические свойства получаемых пленок, является энергия ионов. При этом важна как величина их энергии, так и ширина энергетического спектра.
На базе обнаруженного ранее [1] эффекта ускорения ионов в пучково-плазменном разряде создан и испытан плазмохимический реактор [2] для обработки материалов и гетероструктур, применяемых в микро- и наноэлектронике. В докладе [3] рассматривается применение данного эффекта для осаждения в реакторе алмазоподобных плёнок с заданными свойствами.

Основной проблемой при обработке диэлектриков, в том числе и при осаждении на них алмазоподобных пленок, является образование поверхностного заряда, который не дает возможность создать поток ионов с оптимальной энергией. Было установлено [4], что изменением потенциала на управляющем электроде (к примеру, на коллекторе разряда) можно управлять потенциалом плазмы. Потенциал плазмы, в свою очередь, определяет энергию падающих на поверхность ионов. Предложен режим осаждения с подачей осциллирующего потенциала на управляющий электрод, для его реализации разработан специальный модулятор. В той части периода осцилляции, где потенциал плазмы близок к нулю, происходит компенсация заряда поверхности потоком электронов из плазмы, а при значении потенциала,  близком к максимальному,  происходит обработка (осаждение пленки).
Для оптимизации такого режима проведено компьютерное моделирование. Программа «Ратон» [5] дополнена возможностью расчета режима с осциллирующим потенциалом плазмы, в том числе с использованием реального сигнала с модулятора. Одновременно проводилось моделирование в коде «КАРАТ» для оценки влияния осциллирующего потенциала на энергию ионов и макроскопические параметры плазмы, так как алгоритм программы «Ратон» корректен лишь в случае стабильной плазмы.
Результаты моделирования показали эффективность метода компенсации заряда поверхности путем модулирования потенциала плазмы. Показано, что модуляция потенциала плазмы не оказывает существенного влияния на ее макроскопические параметры. Установлено, что оптимальной формой является сигнал прямоугольной формы, определены оптимальные амплитуда, длительность и скважность модулирующего сигнала.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-08-00014).
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